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1. ábra. Hagyományos ejt dárdás vizsgálat sematikus képe 

1. táblázat. Vizsgált minták jelölése, vastagsága és s r sége 

3.1. Dinamikus mechanikai vizsgálatok 
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2. ábra. Módosított mérési konstrukciók: PA és acél 
alátámasztás 

 
2. táblázat. Ejt dárdás mérésekhez alkalmazott beállítások  

 

 
3.2. Pásztázó elektronmikroszkópi vizsgálat 

4.1. Dinamikus mechanikai vizsgálatok 

3. ábra. C40 próbatestekr l készített fotó eredeti 
átszakításos (a) és módosított (b) ejt dárdás mérést 

követ en  

4. ábra. Eredeti mérési konstrukcióval végzett ejt dárdás 
vizsgálatok során kapott, jellemz  er -id  diagrammok 

3. táblázat. Eredeti mérési konstrukcióval kapott ejt dárdás 
vizsgálati eredmények különböz  s r ség  habok esetén 

GÉP, LXXI. évfolyam, 2020.74 7-8. SZÁM



5. ábra. Módosított mérési konstrukcióval végzett 
ejt dárdás vizsgálatok jellemz  er -id  diagramjai 
 

 
4. táblázat. Módosított mérési konstrukcióval kapott 

ejt dárdás vizsgálati eredmények különböz  s r ség  
habok esetén (E- elnyelt energia, Fmax – maximális er , Pmax 

– maximális deformáció) 

 

 
4.3. Pásztázó elektronmikroszkópi vizsgálat 

6. ábra. C40 minta ejt dárdás vizsgálatot megel z en 
készített elektronmikroszkópi képe 
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7. ábra. Hagyományos, átszakításos vizsgálat után a C40 
minta sérült részér l készített elektronmikroszkópi felvétel 

8. ábra. Módosított, fém alátámasztással végzett vizsgálat 
után a C40 mintáról készített elektronmikroszkópi felvétel 

(a cellafalon megjelen  gy r déseket fehér nyíl jelzi) 
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